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(54) Title: METHOD FOR MEASURING TOPOGRAPHIC STRUCTURES ON COMPONENTS

(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUR VERMESSUNG TOPOGRAPHISCHER STRUKTUREN AUF BAUELEMENTEN

(57) Abstract: To measure topographies on wafers or components in a non-destructive manner, the invention provides a method
for measuring three-dimensional topographic structures (22) on wafers (2) or components. According to said method, a confocal
o microscope (1) is used to scan at least one fluorescent topographic structure (22) using excitation light and the fluorescent light that
has been excited by the excitation light and that is emitted from the focal point (17) on the focal plane (19) of the lens (15) is detected.
Measurement data is then obtained from the position of the focal point (17) and the detected fluorescent signal.
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(57) Zusammenfassung: Um Topographien auf Wafern oder Bauelementen zerstdrungsfrei vermessen zu kdnnen, sieht die Erfin-
dung ein Verfahren zur Vermessung dreidimensionaler topographischer Strukturen (22) auf Wafern (2) oder Bauelementen vor, bei
welchem mit einem konfokalen Mikroskop (1) zumindest eine fluoreszierende topographische Struktur (22) mit Anregungslicht ab-
getastet und das aus dem Brennpunkt (17) in der Brennebene (19) des Objektivs (15) emittierte, durch das Anregungslicht angeregte
Fluoreszenzlicht detektiert wird und Messdaten aus der Lage des Brennpunkts (17) und dem detektierten Fluoreszenzsignal gewon-

nen werden.



